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3 1 SiO CVDGkþÎÏ£¤H

���	

�pz�+pz�¥¦�GS�}H�ÕG~áñå��cd2 ������èñáS¡H

3.1 SiO-CVDGkþÎÏ£¤H

�Õ�> v�{¥¦�GS�}H�Õ§B

] ¥����å �pzGS 302H¥����å

���¥x��

5 Mñ ] ¥����åñ�pzGS�302H
� M e Ux{|}�pz
¨ Mñ h +pz{|ñ�~

¥����å
GuvwxyH]

§ �¥ ��

���¥x��

©�
ª

uvwxyî�p�ab{| �~

~�UñUx{|}

e

~�UñUx{|}
���¥x��

§��¥x��

��
õ�
�
«|
õ¬
ñ© î�p ab

�­Õ
{|ñ�~

h

¥����å
GuvwxyH

uvwxyî�p

���¥®��

���¥x��

�� ��� ��� ��� ��� §�� §�� ��� ��� ���

h

]
e

{|ñ�~
�� ��� ��� ��� ��� §�� §�� ��� ��� ���

{ô¯°���ñv��U�¯�õô¯�ñ©��±�~ª



������

�	
17 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPG�pz?²CstOP �H

����

Ux{|}ñ�pz ?² uvwxyGE11105H �pz ?²

3.2 CMPG�pz?²CstOP)�H

CMP
Low-kz

CMP

100?²´i

� �

���

��å ���U«|
���U«|
���U«|
���U«|
³´�µ � �

���

��åp-SiOz
160nm

Si �~

Si �~
100nm?²´i

���

��§

���

yñ
þ

³´�µ

���

��§

���

yñ
þ

���U«|
���U«|
� �U«|

?²´i

���

���

� �� �� §� �� �� å� é� !�  � ��� ���
���

���

� � �� ��
²&

���U«|
���U«|
³´�µ

?²& ���"
� � �� ��

?²& ���"

&?²´iCstOP)�GkþÎÏËH��EËê�¶·¸�ÑÒÊE?²´iCstOP �GkþÎÏËH��EËê�¶·¸�ÑÒÊE

Ö×ØÙÚ�ÙÛ2007-086268 ÁÙÛ2009-069313 Ü

������

�	
18 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPG+pzaË?²&C�EkþÄîÂ)

���


Ux{|}�uvwxy+pz ?² �._`î�p

3.2 CMPG+pzaË?²&C�EkþÄîÂ)

��!

�� 

�

���U«|
���U«|
� � |

CMP

uvwxyMñ¥�����

� å

��é

��!

è
"ñ
ñy
ñ¹
�º
ô
� ���U«|

���U«|
�U«|ñ�~º����¯"

yñ
þ

~��³´�µ
Ux{|}ñå���

���

��å

�
�
�
�
�
ñ�
�
�
è

�
�

y

Low-kz
100nm

©÷û��»î�p

��§

���

� �� � � � � � � � � ���

¥

Ux{|}z uvwxyz
Si �~

� �� �� §� �� �� å� é� !�  � ���

?²&ñ���"

&?²´iCstkþîÂs!��._`î�p¼½CstkþîÂÄ¾¿a¢t
&kþÎÏËÁ�._`î�p�abCst�ÀÁÑÒt



������

�	
19 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPGß¢�L k�>��EeOP ���)

���


��uvwxy�>�Az¶·�zíR

3.2 CMPGß¢�Low-k�>��EeOP)���)

uvwxy ¥��� é ¥����� ¥����� ¥����å Ux{|}~

hijkl¶·

��G�H ��� x

��G�|�H å § � � x

zíRÂ�����

{Ã¯|�y�±�GèH � ��  �� �� x

¿¼¸ ��§§ ��§é ���� ���é §���

½R¸G	��H !�§ é�� ��� �� !�å

Ä�G	� H �  � � !� � �§ � å� �  åÄ�G	��H �� � ��!� ���§ ��å� �� å

�>ÅÕ�|L�

�v¯vô«ñ�{ü

yþÆñ��§ñÇ ���

�v¯vô«ñ�{ü

yþÆñ���ñÇ ���

~i�È

æ©ÉÊ­�

½R¸Ë éñx  ñ	�� ½R¸Ë �ñx åñ	��

������

�	
20 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPGOP ���� � H

����

] Ux{|}ñ~�UÌz�!

3.2 CMPGOP)�������H

Ux{|}

¥����� ~ô

Í+pÎÏÐ
Low-k

§���

���

v��v�±

Cu-CMP
v��v�±

Ux{|~±B i

�����

Ux{|}
U {|~±

{|

e Ux{|} ~�Uz¼½
å���

Barrier
-CMP

¥����� ~ô

¥����� ~ô

e U {|}ñ~�Uz¼½

�����
Ññuvwxyz ìj?² �����LÒ"Low-k

Low-k

Ux{|~±

{|

v��v�±

Ux{|~±

!���

{|

{|



������

�	
21 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPGqr�Ý �¼��ÕH

����

] Ux{|}ñ~�UÌz�! 
 �xiÙR�ÓÔ!ö Â��i���

u�{� ���� ��� ÍdNqrGÀO�������H

3.2 CMPGqr�Ý)�¼��ÕH

~��ñ�U«|

Ux{|}

¥��� é ¥�����

å��å� ����è" å��å� ����è"

u�{� ���� ���ññÍdNqrGÀO�������H

¥����� ~ô

v��v�±

Low
-k

å��å�ñ����è" å��å�ñ����è"

Ux{|~±

{|

¥����� ¥����å Ux{|}~

�i���
� � � § � �

�i���
� � � § � �

¥����� ¥����å U {|}~

å��å�ñ����è" å§�å�ñ�ñ !è" å��å�ñ����è"

� � � § � � � � � § � � � � � § � �
�i���

� � � § � �
�i���

� � � § � �

�i���
� � � § � �

&I-VÙRCÕÖ�×Ë¢tÄÁÓÔ!aËLow-k�>�×ËÊE

������

�	
22 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPGqr�Ý �¼��ÕH

����

e Ux{|}ñ~�Uz¼½
z ìj?²


 �xiÙR�ÓÔ!ö Â��i���

u�{� ���� ��� ÍdNqrGÀO�������H

3.2 CMPGqr�Ý)�¼��ÕH

Ñ uvwxyz ìj?² ¥��� é ¥�����
~��ñ�U«|

¥����� ~ô §�å� � �è" å��å� ����è"

u�{� ���� ���ññÍdNqrGÀO�������H

¥����� ~ô

v��v�±

{|~±

Low
-k

§�å�ñ�ññ�è" å��å�ñ����è"

¥����� ¥����å Ux{|}~

Ux{|~±

{| �i���
� � � § � �

�i���
� � � § � �

���å�ñ�ñ��è" �§�å�ñ�ñ§åè" å��å�ñ����è"

�
� � � § � �

�i�
� � � § � � � � � § � �

�i��� �i��� �i���

&p-SiOCÁE11105;��Low-k�>aÓÔ!ÃXÄ¸�ÑÒt



������

�	
23 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPGCMP2��?Ø6�AFM��H

���	

~��2 �?Ø6ÙÚ uvwxy�9�µ��ÕdF

3.2 CMPGCMP2��?Ø6�AFM��H

�ÕÛH¥��� é

2 � Ø ÙÚ

Ü�ËuvwxyñññÝ�Ë~ôqr ?²´iË �U«|
uvwxy�9�µ��ÕdFÁ
�?Ø6�ÙÚdÁá�\ñáT,
ÒÞÒ�.',9�ßàþ�
�á

~ô
~ô

Üµ�²ÌE
âã

�á�

á�ññ� ßà?Ø6
áTññ� ���ßà?Ø6

~ô

~ô
�xiñññ
���"

áTñññññ���"
á�ññññññ
���"

uvwxy

�ßà?Ø6
�xi� �²
Ã×

��åå

��§�

���"

��§����å¥�����

�������!¥��� é

���"

ZZËä¸10
GX-YZÀ¾H

./åæQ´C
mn�t�aË �� å

��!�

�������!¥����å

��§é���!¥�����

ÊE�ç �������§����Ux{|}~

������

�	
24 
��
���	������	������� ���� �!���"

3 2 CMPG./Q´ÓÔ!��?Ø6H

���	

qr���� §B`��

3.2 CMPG./Q´ÓÔ!��?Ø6H

KL Ux{|}~¥����å¥�����¥�����¥��� éuvwxy

qr���� §B`��

zíR
!�å

§���

�� 

���é

���é��!�§½R¸G	��H

������§é��§§¾¿¼¸

uvwxy

ìj?²

�

���§

����

����

�� å

��§é

��!�

��§�

��åå

����

��§�

�?Ø6 ���"ñññáT

�xi

~��´i�mn

è�U«|���é

�U«|ñ� �U«|ñ�a<fÊ×ËêÑÒÊ�ëe�

���§å������./Q´ÓÔ!�è"

&CMP2�Low-kz��?Ø6GRz, P-VHÄ²ÌEê·ÁÓÔ!ÄÃEìOC¢t



������

�	
25 
��
���	������	������� ���� �!���"
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